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Beschreibung

Die Erfindung betrifit ein Ring-/Laufersystem fir
Spinn- und Zwirnmaschinen.

In der Ringspinnerei werden Laufer eingesetzt, die
mit hoher Relativgeschwindigkeit auf Ringen umlaufen.
Unter industriellen Bedingungen erreichen die Laufer
heute dabei ohne aktive Schmierung eine Relativge-
schwindigkeit von bis zu 40 m/s.

Es ist Stand der Technik (DE-A1-32 10 133), den
Ring und den Laufer aus geharteten Stahl bzw. Stahl-
draht zu fertigen.

Weltweit laufen derzeit ca. 150 Mio. Ringspindeln ,
die alle mit Metallringen bestiickt sind. In den Ringspin-
nereien der hochindustrialisierten Lander werden heute
maschinenbezogene Nutzeffekte von Uber 90 % er-
reicht. Der Jahresnutzeffekt liegt jedoch aufgrund der
notwendigen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
bedeutend geringer. Ein groBer Teil der Brachzeiten ei-
ner Ringspinnmaschine geht auf Kosten der im regel-
maBigen Turnus erforderlichen Lauferwechsel. Je nach
den Spinnbedingungen sind die auf den Laufer wirken-
den VerschleiBbelastungen so hoch, daB der Laufer
taglich, wéchentlich oder maximal jede zweite Woche
gewechselt werden mufB3. Mit zunehmendem L&uferver-
schlei3 bekommen die Garne mehr Nissen und Faser-
aufschieber und werden haariger. Besonders letzteres
fahrt in der Weiterverarbeitung zu Problemen.

Der Lauferwechsel und der anschlieBende Wieder-
anlauf der Ringspinnmaschine erfolgt manuell und be-
nétigt einen erheblichen Personalbedarf, weil alle (600
bis 1.100) Spinnstellen der Ringspinnmaschine mit neu-
en Laufern ersetzt werden miissen, wobei zwangslaufig
alle Faden reiBen. Die gebrauchten Laufer fallen teils in
den Maschinenzwischenraum und kénnen nur schwer
entsorgt werden.

Der Ring als Gegenpartner hat eine belastungsab-
hangige Standzeit von einem Jahr bis zu vier Jahren.
Ein Leistungsabfall der Ringe geht mit einer Erhéhung
der Fadenbruchzahlen, erhéhtem Lauferverschlei3 und
verschlechterten Garneigenschaften einher. Missen
diese Ringe ersetzt werden, sind lange Maschinenstill-
standszeiten aufgrund der Ringwechsel und eine auf-
wendige Zentrierung der neuen Ringe notwendig. Da-
nach sind tagelange Ringeinlaufprogramme erforder-
lich, wobei es durch haufigen Lauferwechsel und ver-
minderte Spindeldrehzahl zu zusatzlichen Produktions-
einbuBen kommt.

Wird diese Ringeinlaufphase nicht nach den Her-
stellerspezifikationen durchgefiihrt, kénnen die Ringe
Schaden erleiden. Bei hohen Qualitatsanforderungen
an das Ringgarn bedeutet diese Einlaufphase auch,
daB Garnabfall produziert wird.

Umfangreiche Entwicklungsarbeiten ergaben, daB3
das Kernproblem im Materialabtrag in Form von harten
MikroverschweiBungen des Laufermaterials auf der
Ringbahn liegt. Dadurch verwandelt sich ein urspriing-
lich optimal polierte Ringoberflache in ein Mikrogebirge.
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Der Laufer, der dariiber gleitet, zeigt als Folge eine zu-
nehmende FreBneigung. Seine Laufbedingungen auf
dem Ring werden kontinuierlich schlechter, und die Lei-
stung der Maschine nimmt ab. AuBerdem hat die Paa-
rung Stahlring und Stahlldufer als galvanisches Element
die Eigenschaft bei Maschinenstillstand (Betriebsurlaub
usw.) oder aggressiver Umgebung zu korrodieren. Der
Wiederanlauf ist dann mit erheblichen Betriebsstérun-
gen in Form hoher Fadenbruchzahlen verbunden. Die
Folge ist ein erheblicher wirtschaftlicher Verlust durch
Maschinenstillstand.

Versuche einer aktiven Schmierung des Ring-/Lau-
fersystems in der Baumwollspinnerei flhrten zu keiner
Verbesserung der Situation, da nur mit geringsten
Schmiermengen gearbeitet werden kann, deren exakte
Dosierung bei Tausenden von Spindeln jedoch nur
schwer méglich ist. Eine Uberdosierung fiihrt zur Cops-
verschmutzung.

Langjahrige Forschungsarbeiten auf dem Gebiet
der Optimierung der Oberflachengite, Hartegrade, Me-
tallegierungen, Beschichtungen, sowohl beim Laufer
als auch am Ring, konnten diese Problematik bisher
nicht 16sen.

Da der Laufer wesentlich billiger als der Ring ist,
wurde die Harte des Laufers bisher immer etwas unter-
halb der Harte des Ringes gewahlt, so daf3 der Laufer
eher verschleiBt.

Seit langerem wird versucht, den Ring mit einer Ke-
ramikbeschichtung zu versehen (DE-A1 38 39 920 oder
EP-A-0201 602, welche den nachstliegenden Stand der
Technik darstellen.). Der sehr harte Keramikring bewirkt
jedoch einen Uberproportionalen Lauferverschlei3. Der
Laufer tberlebte nicht einmal einen Abzug, d.h. eine
Spinndauer von 4 bis 8 Stunden.

Auch wurde schon versucht, den Laufer mit einer
keramischen Uberzugsschicht zu versehen (DE-A1-35
45 484). Das Ring-/Laufersystem erflllte jedoch eben-
falls nicht die gestellten Forderungen an eine verlanger-
te Standzeit.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
ein Ring-/Laufersystem fiir Spinn- und Zwirnmaschinen
zZu entwickeln, welches eine wesentlich verbesserte
Standzeit aufweist und eine héhere Produktionsge-
schwindigkeit zulaBt, bei gleichen oder verbesserten
Garneigenschaften, und somit einen wesentlichen Bei-
trag zu mehr Wirtschaftlichkeit leistet.

Erfindungsgeman wird diese Aufgabe durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 geldst.

Durch die Kombination der Merkmale,

- daB zumindest die mit dem Laufer in Berihrung
kommende Oberflache des Ringes aus einer poly-
kristallinen Keramik besteht,

- daB die Keramikoberflache des Ringes eine Ober-
flachenstruktur mit abgerundeten Korngrenzen auf-
weist, die ein Speichervolumen fir einen sich
selbstbildenden Faserschmierfilm bildet, und
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- daB der Laufer aus einem elastischen Tragermate-
rial, insbesondere Metall, besteht und eine metalli-
sche und/oder keramische Oberflache aufweist,
deren Harte gréBer oder gleich ist als die Harte der
Keramikoberflache des Ringes,

istder Verschlei3 des Ringes und des Laufers minimiert.
AuBerdem wird durch die spezielle Oberflachenstruktur
des Ringes eine Selbstschmierung erreicht. Die Ausbil-
dung zumindest der mit dem L&ufer in Berlhrung kom-
menden Oberflache des Ringes aus einer polykristalli-
nen Keramik erhéht die Standzeit des Ringes betracht-
lich. Erfindungswesentlich ist die Ausbildung der Ober-
flachenstruktur, damit die Selbstschmierung gewahrlei-
stet ist.

Die Selbstschmierung geschieht durch Faserantei-
le, die zwischen Ring und L&ufer geraten und vom Fa-
den abgeschert werden. Diese abgescherten bzw. ab-
gerissenen Fadenteile werden vom umlaufenden L&u-
fer in das Speichervolumen der Ringoberflache gepreft
und bilden dadurch einen sich selbstbildenden Schmier-
film flr den L&ufer.

Dieser Schmierfilm in Verbindung mit der Keramik-
oberflache erméglicht es, daf die metallische und/oder
keramische Oberflache des Laufers erfindungsgeman
eine gleiche oder gréBere Harte aufweist, als die Harte
der Keramikoberflache des Ringes. Hierdurch ist eben-
falls der Verschlei3 des Laufers wesentlich herabge-
setzt.

Die Erfindung liegt in der Kombination der genann-
ten Merkmale, mit denen in Bezug auf die Standzeit
Uberraschende Ergebnisse erzielt werden konnten. Die
Qualitat des Fadens erleidet auch bei einem sich schon
lange in Betrieb befindlichen Ring-/Laufersystem keine
EinbuBen, da kaum eine Abnutzung des Ringes und des
Laufers stattfindet, welche den Faden beschadigen
kénnte.

In bevorzugter Ausfihrungsform besteht der Ring
vollstandig aus Keramik. Dies erleichtert den Produkti-
onsprozef3 erheblich. Selbstverstandlich kann auch nur
die Laufflache des Ringes mit einer Keramikschicht ver-
sehen werden.

Vorteilhafterweise wird die Oberflachenstruktur der
Keramikoberflache des Ringes mittels eines nachtrag-
lichen mechanischen, chemischen oder thermischen
Behandlungsverfahrens erreicht. Vorteilhaft ist auch ei-
ne Kombination dieser Behandlungsverfahren.

Als mechanische Behandlungsverfahren eignen
sich z.B.:

- Bestrahlen mit Hartstoffen wie Al,O4, Kaolin, SiOs,
Borcarbid oder Diamant,

- Wasserstrahlbehandlung mit 1 000 bis 4 000 bar
Druck und Zusatzen von Hartstoffen,

- Behandlung mit weichen Tragern dotiert mit Hart-
stoffen wie z.B. Filze/Blirsten und Diamant,
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- Eintauchen in Hartstoffsuspensionen bei Relativge-
schwindigkeiten.

Als chemische Behandlungsverfahren eignen sich
z.B.

- Atzung mittels konzentrierter Phosphorséaure, 5 bis
10 %-iger FluBsaure oder konzentrierter Schwefel-
saure,

- Atzung wahrend einer Zeit von 1 bis 15 Minuten bei
Temperaturen von 20 bis 250°C mit z.B. K5S,0y,
V,0Og, oder Borax.

Als thermische Behandlungsverfahren eignen sich

- Das Bauteil wird nach dem Sintern und der mecha-
nisch und/oder chemischen Nachbehandlung bei
einer Temperatur von mehr als 1 000°C wahrend
einer Dauer von mindestens 4 Stunden thermisch
geatzt,

- Behandlung mittels lonenstrahl und Plasmaéatzen.

Die besten Versuchsergebnisse wurden durch eine
Kombination der Behandlungsveriahren erzielt. Zuerst
wurde eine thermische Behandlung vorgenommen und
anschlieBend noch eine mechanische.

Es hat sich gezeigt, daf3 eine Harte der Keramik-
oberflache des Ringes von ungeféhr 80 Rockwell C be-
sonders vorteilhaft ist. Wie schon erwahnt, ist die Harte
der metallischen und/oder keramischen Lauferoberfla-
che gréBer oder gleich der Harte der Keramikoberflache
des Ringes.

Die Kernrauhtiefe der Keramikoberflache des Rin-
ges liegt erfindungsgeman zwischen 0,2 und 2 um. Mit
Kernrauhtiefe ist der Rauheitskennwert R gemeint, der
in der deutschen Norm DIN 4778, incl. Beiblatt zu dieser
DIN-Norm, definiert ist.

Wichtig ist, daB die metallische und/oder kerami-
sche Oberflache des Laufers keine Léslichkeit und kei-
ne Diffusionsneigung zur Keramikoberflache des Rin-
ges aufweist.

Vorteilhafterweise weisen die einander zugewand-
ten Flachen des Ringes und des Laufers einen unter-
schiedlichen Krimmungsradius auf, wobei der Krim-
mungsradius des Ringes kleiner als der des L&ufers ist,
so daB naherungsweise eine punkiférmige Berlhrung
stattfindet.

Als Material fur die Keramikoberflache des Ringes
bzw. des Ringes aus Vollkeramik haben sich folgende
Keramiken als besonders zweckmaBig erwiesen:

- Oxide von Al, Si, Zr sowie deren Mischungen;
SiC, SigN4, BN, B4C, Diamant;
Karbide, Nitride, Boride und Silizide der Elemente
der 1V, V, und VI Nebengruppe der Elemente sowie
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deren Mischungen.

Die metallische und/oder keramische Oberflache
des Laufers ist vorteilhafterweise aus folgenden Stoffen
ausgewahlt:

- Chrom, Vanadium sowie deren Mischungen;
Karbide, Nitride, Boride und Silizide der Elemente
der IV, V und VI Nebengruppe der Elemente sowie
deren Mischungen;

Titanaluminiumnitrid;

S8iC, SigNy, BN, B4C, Diamant;

Oxide von Aluminium, Silizium oder Zirkon sowie
deren Mischungen.

Nachfolgend wird anhand einer Figur die erfin-
dungsgemafe Ausbildung des Ringes und des Laufers
gezeigt. Erfindungswesentlich sind jedoch die verwen-
deten Materialien und die Oberflachenbeschaffenheit,
die jedoch zeichnerisch nicht dargestellt werden kén-
nen.

Die einzige Figur zeigt im Schnitt einen Ring 1 mit
aufgelegtem Laufer 2. Es ist die Betriebsstellung ge-
zeigt, d.h. eine Momentaufnahme eines rotierenden
Laufers 2. Ein Faden 3 (nur auszugsweise gezeichnet)
befindet sich zwischen Laufer 2 und Ring 1. Die einan-
der zugewandten Flachen des Ringes 1 und des Lau-
fers 2 weisen einen unterschiedlichen Krimmungsradi-
us r auf, wobei der Krimmungsradius r, des Ringes 1
kleiner als der Krimmungsradius ry des Laufers 2 ist.
Dadurch ergibt sich ndherungsweise eine punkitférmige
Berthrung zwischen Laufer 2 und Ring 1.

Patentanspriiche

1. Ring-/Laufersystem fiir Spinn- und Zwirnmaschi-
nen, wobei zumindest die mit dem Laufer (2) in Be-
rihrung kommende Oberflache des Ringes (1) aus
einer polykristallinen Keramik besteht, dadurch
gekennzeichnet,

- daB die Keramikoberflache des Ringes (1) eine
Oberflachenstruktur mit abgerundeten Korn-
grenzen aufweist, die ein Speichervolumen flr
einen sich selbstbildenden Faserschmierfilm
bildet, und

- daB der Laufer (2) aus einem elastischen Tra-
germaterial, insbesondere Metall, besteht und
eine metallische und/oder keramische Oberfla-
che aufweist, deren Harte gréBer oder gleich
ist als die Harte der Keramikoberflache des
Ringes (1).

2. Ring-/Laufersystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafB der Ring (1) vollstandig aus Ke-
ramik besteht.
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3.

Ring-/Laufersystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die Oberflachenstruk-
tur der Keramikoberflache des Ringes (1) durch ein
nachtragliches mechanisches, chemisches oder
thermisches Behandlungsverfahren bzw. durch ei-
ne Kombination dieser geschaffen wird.

Ring-/Laufersystem nach einem der Anspriche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB3 die Harte der
Keramikoberflache des Ringes (1) ungefahr 80
Rockwell C betragt.

Ring-/Laufersystem nach einem der Anspriche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Kern-
rauhtiefe der Keramikoberflache des Ringes (1)
zwischen 0,2 und 2 um liegt.

Ring-/Laufersystem nach einem der Anspriche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die metalli-
sche Oberflache des Laufers (2) keine Léslichkeit
und keine Diffusionsneigung zur Keramikoberfla-
che des Ringes (1) aufweist.

Ring-/Laufersystem nach einem der Anspriche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daf3 die einander
zugewandten Flachen des Ringes (1) und des Lau-
fers (2) einen unterschiedlichen Krimmungsradius
aufweisen, wobei der Kriimmungsradius (rp) des
Ringes (1) kleiner als der Krimmungsradius (ry)
des Laufers (2) ist, so daBl naherungsweise eine
punktférmige Berlihrung stattfindet.

Ring-/Laufersystem nach einem der Anspriche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Keramik-
oberflache des Ringes (1) bzw. der Ring (1) aus ei-
ner der folgenden Keramiken ausgewabhlt ist:

- Oxide von Al, Si, Zr sowie deren Mischungen;
SiC, SigNy4, BN, B4C, Diamant;
Karbide, Nitride, Boride und Silizide der Ele-
mente der IV, V, und VI Nebengruppe der Ele-
mente sowie deren Mischungen.

Ring-/Laufersystem nach einem der Anspriche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die metalli-
sche und/oder keramische Oberflache des Laufers
(2) aus einem der folgenden Stoffe besteht:

- Chrom, Vanadium sowie deren Mischungen;
Karbide, Nitride, Boride und Silizide der Ele-
mente der |V, V und VI Nebengruppe der Ele-
mente sowie deren Mischungen;
Titanaluminiumnitrid;

SiC, SigNy4, BN, B4C, Diamant;
Oxide von Aluminium, Silizium oder Zirkon so-
wie deren Mischungen.
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Claims

Ring/traveller system for spinning and twisting ma-
chines, at least that surface of the ring (1) which
comes into contact with the traveller (2) consisting
of a polycrystalline ceramic, characterized

- inthat the ceramic surface of the ring (1) has a
surface structure with rounded grain bounda-
ries which forms a storage volume for a self-
forming fibre lubricating film, and

- inthatthetraveller (2) consists of an elastic car-
rier material, especially metal, and has a me-
tallic and/or ceramic surface, the hardness of
which is greater than or equal to the hardness
of the ceramic surface of the ring (1).

Ring/traveller system according to Claim 1, charac-
terized in that the ring (1) consists completely of ce-
ramic.

Ring/traveller system according to Claim 1 or 2,
characterized in that the surface structure of the ce-
ramic surface of the ring (1) is produced by means
of a subsequent mechanical, chemical or thermal
treatment process or by means of a combination of
these.

Ring/traveller system according to one of Claims 1
to 3, characterized in that the hardness of the ce-
ramic surface of the ring (1) is approximately 80
Rockwell C.

Ring/traveller system according to one of Claims 1
to 4, characterized in that the core peak-to-valley
height of the ceramic surface of the ring (1) is be-
tween 0.2 and 2 pm.

Ring/traveller system according to Claims 1 to 5,
characterized in that the metallic surface of the trav-
eller (2) has no solubility and no tendency to diffu-
sion in relation to the ceramic surface of the ring (1).

Ring/traveller system according to one of Claims 1
to 6, characterized in that the mutually confronting
faces of the ring (1) and of the traveller (2) have dif-
ferent radii of curvature, the radius of curvature (r,)
of the ring (1) being small than the radius of curva-
ture (rq) of the traveller (2), so that approximately
punctiform contact takes place.

Ring/traveller system according to one of Claims 1
to 7, characterized in that the ceramic surface of the
ring (1), or the ring (1) is selected from one of the
following ceramics:

- oxides of Al, Si, Zr and their mixtures;
SiC, SizgNy, BN, B4C, diamond;
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carbides, nitrides, borides and silicides of the
elements of the IVth, Vth and VIth secondary
groups of elements and their mixtures.

Ring/traveller system according to one of Claims 1
to 8, characterized in that the metallic and/or ceram-
ic surface of the traveller (2) consists of one of the
following materials:

- chromium, vanadium and their mixtures;
carbides, nitrides, borides and silicides of the
elements of the IVth, Vth and VIth secondary
groups of elements and their mixtures;
titanium aluminium nitride;

SiC, SigN4, BN, B4C, diamond;
oxides of aluminium, silicon or zirconium and
their mixtures.

Revendications

Systéme anneau/curseur pour des métiers afiler et
aretordre, dans lequel au moins la surface de I'an-
neau (1) en contact avec le curseur (2) est consti-
tuée de céramique polycristalline, caractérisé en ce
que

- la surface céramique de l'anneau (1) a une
structure de surface a grains arrondis, qui for-
me un volume de réserve pour un film d'auto-
lubrification des fibres, et

- le curseur (2) est constitué d'un matériau sup-
port élastique, en particulier de métal, et pré-
sente une surface métallique et/ou céramique
ayant une dureté supérieure ou égale a celle
de la dureté de la surface céramique de l'an-
neau (1).

Systéme anneau/curseur conforme a la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que l'anneau (1) est cons-
titué entiérement de céramique.

Systéme anneau/curseur conforme a la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que la structure de la
surface céramique de l'anneau (1) résulte d'un trai-
tement mécanique, chimique ou thermique ultérieur
ou d'une combinaison de tels traitements.

Systéme anneau/curseur conforme a une des re-
vendications 1 & 3, caractérisé en ce que la dureté
de la surface céramique de l'anneau (1) est égale
a environ 80 Rockwell C.

Systéme d'anneau/curseur conforme & une des re-
vendications 1 & 4, caractérisé en ce que la profon-
deur de rugosité de la surface céramique de l'an-
neau (1) est comprise entre 0,2 et 2 um.
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Systéme anneau/curseur conforme a une des re-
vendications 1 & 5, caractérisé en ce que la surface
métallique du curseur (2) n'est pas soluble dans la
surface céramique de l'anneau (1) et n'a pas ten-
dance & diffuser dans celle-ci.

Systéme anneau/curseur conforme a une des re-
vendications 1 & 6, caractérisé en ce que les surfa-
ces de l'anneau (1) et du curseur (2) tournées l'une
vers l'autre ont des rayons de courbure différents,
le rayon de courbure (r,) de l'anneau (1) étant infé-
rieur au rayon de courbure (ry) du curseur (2), ce
qui permet un contact approximativement en un
point.

Systéme anneau/curseur conforme a une des re-
vendications 1 & 7, caractérisé en ce que le maté-
riau de la surface céramique de l'anneau (1) ou le
matériau de l'anneau (1) est choisi parmi les céra-
miques suivantes :

- oxydes d'Al, Si, Zr ainsi que des mélanges de
Ceux-ci;

- SiC, SigNy4, BN, B4C, diamant;

- carbures, nitrures, borures et siliciures des élé-
ments des groupes secondaires 1V, V et VI du
tableau périodique des éléments ainsi que des
mélanges de ceux-ci.

Systéme anneau/curseur conforme a une des re-
vendications 1 & 8, caractérisé en ce que la surface
métallique et/ou céramique du curseur (2) est cons-
tituée d'une des substances suivantes :

chrome, vanadium ainsi que des mélanges de
Ceux-ci;

carbures, nitrures, borures et siliciures des élé-
ments des groupes secondaires |V, V, VI du ta-
bleau périodique des éléments ainsi que des
mélanges de ceux-ci;

nitrure de titane et d'aluminium;

SiC, SigNy, BN, B4C, diamant;

oxydes d'aluminium, de silicium ou de zirco-
nium ainsi que des mélanges de ceux-ci.
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